Naujos kartos optiniai komponentai: nuo skaidrinanciy iki auksto atspindzio dangy
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Dauguma lazeriniy sistemy charakteristiky yra
apribotos jas sudaran¢iy optiniy komponenty atsparumo
spinduliuotei, ilgaamziSkumo, spektriniy savybiy ir kt.
Nuolatiniai tyrimai optiniy dangy srityje leidzia tobulinti
plony sluoksniy parametrus. Vienas i§ pagrindiniy
parametry yra lazerio spinduliuote indukuotos pazaidos
slenkstis (LIPS), kuris apibiidina spinduliuotés energijos
kieki, kuriuo danga gali biiti apSviesta, jos nepazeidziant.
Optiniy dangy pazaidos slenkséio tyrimai vykdomi jau
nuo pat lazerio atradimo. Dauguma jy apima
daugiasluoksniy dangy dizaino optimizavimg ir
medziagy inzinerija. Pastaroji tiria plony sluoksniy
formavimo technologijas, jy optimizavimg, medZiagy
mai§ymg ir t.t. Medziagy maiSymas leidzia padidinti
individualiy sluoksniy optinj atsparumg ir keisti jy lizio
rodiklj [1]. Optinio elemento pazaidos slenkstis paprastai
yra apribotas didelio luzio rodiklio medZziagos, kuri
pasiZymi mazesniu atsparumu lazerinei spinduliuotei dél
mazo draustinés juostos tarpo.

Konferencijos metu ketinama pristatyti novatoriska
metodika, kuri leidzia garinant vien didelj draustinés
juosto tarpa turinéig medziaga (Si0O,) keisti individualiy
sluoksniy ltzio rodiklj. Tai atlickama naudojant plony
sluoksniy dengimo slystan¢iu kampu technologija,
kurios metu kontroliuojamas sluoksniy porétumas
kei¢iant garinimo kampa.

Naudojant dengimo slystan¢iu kampu technologija
buvo suformuotos vienasluoksnés silicio oksido dangos
ir iStirtos jy charakteristiky priklausomybés nuo
garinimo kampo. Buvo pastebéta, kad didinant garinimo
kampa didéja dangos porétumas ir lazerinés pazaidos
slenkstis UV spektringje srityje. Pastarieji tyrimai leido
suformuoti naujos kartos optinius komponentus,
pasizymincius dideliu optiniu atsparumu.

Nanostruktdrinio silicio oksido pagrindu buvo
suformuotos jvairaus spektro skaidrinancios dangos:
placiajuostés, placiakampés ir daugiabangés. Lyginant
jas su standartinémis metodikomis suformuotomis
skaidrinan¢iomis dangomis buvo pastebéta, kad i§ poréto
silicio oksido suformuotos dangos pasizymi mazesniais
jtempiais ir Zenkliai didesnémis LIPS vertémis.
Pazeidimo slenkstis ties 355 nm banga sieké 15 J/em?
matuojant nanosekundziy trukmés impulsiniu lazeriu [2].
Tokios dangos gali biti dengiamos tiek ant stiklo
padekly, tiek ant netiesiy kristaly.

Tyrimo metu taip pat buvo suformuota auksto
atspindzio danga, naudojant vien SiO, medziaga. Si
novatoriska technologija leido iSvengti maza draustinés
juostos tarpa turinCiy sluoksniy, kurie paprastai yra

Visos dangos pazaidos priezastis. Tokiy daugiasluoksniy
dangy sukiirimas leidzia atverti naujus kelius optiniy
dangy, naudojamy dideliy galiy lazerinése sistemose,
srityje.  Nanostruktirinio —silicio oksido pagrindu
suformuotos auksto atspindzio dangos pasiZyméjo itin
aukStu optiniu atsparumu. Tiriant vidinj dangos
pazeidimo slenkstj, buvo nustatyta, kad jis siekia
daugiau nei 60 J/cm?.

ISsamesni tyrimai taip pat atskleidé, kad tokiy poréty
dangy spektras priklauso nuo aplinkos salygy. Tai lémé
kombinuotos metodikos tyrimy atsiradimg. Jy metu
jonapluosCio  dulkinimo technologija  suformuoti
veidrodziai yra padengiami nuo keliy iki keliy deSimciy
sluoksniy nanostruktirinio SiO, pagrindu. Tokios
hibridinés dangos pasizymi spektriniu stabilumu ir
didesne LIPS verte.

Apibendrinant,  dengimo  slystanéiu  kampu
technologija buvo suformuotos tiek skaidrinancios, tiek
auksto atspindzio optinés dangos, garinant vien SiO,
medziaga. Abiejy tipy dangos pasizymi zenkliai
didesnémis LIPS vertémis lyginant su standartinémis
dangomis. Si metodika leidzia formuoti naujos kartos
optinius komponentus, naudojamus didelés galios
lazerinése sistemose.

1 pav. Nanostruktiirinio silicio oksido paghdu
suformuoto veidrodzio skerspjiivio SEM nuotrauka
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